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１．概要（Summary） 
 電気浸透流マイクロポンプは、マイクロ流路側壁の表面

電位(ゼータ電位)と外部印加電界により内部の液体を駆

動するもので、その簡易な構造から集積回路素子の冷却

など、様々な用途が研究されている。今回、微細加工プラ

ットフォーム 東京大学拠点 武田スーパークリーンルー

ムの設備を利用して、集積回路基板上に追加電極、マイ

クロ流路を形成し、内部のマイクロヒーター・温度センサに

より電気浸透流の影響を計測した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置(F5112)、光リソグラフィ

装置 MA-6 
【実験方法】 

外部ファウンドリーにて作製した集積回路基板上に武

田スーパークリーンルームにてスパッタリングにより絶縁膜

及び Ti, Au 層を成膜し、F5112 電子線描画装置を利用

して作製したフォトマスクを用いて MA6 マスクアライナー

によりフォトリソグラフィしたのちにウェットエッチングを行っ

た。最後に、別途作製したシリコーン樹脂(PDMS)製マイ

クロ流路を O2プラズマにより活性化し接合した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
PDMS マイクロ流路接合前の素子を Fig. 1 に示す。ま

た、Fig. 2 に PDMS 封止後のマイクロヒーター・温度セン

サ部分を示す。結果、40×200 µm2のマイクロヒーターと

温度センサを内部に持ち、電気浸透流マイクロポンプによ

り液体を駆動し、その影響を計測することができる素子と

して利用できることを確認できた。 
４．その他・特記事項（Others） なし。 
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Fig. 1 Photomicrograph of the fabricated chip for cooling 

measurement. 

 
Fig. 2 Close-up image of the thermal sensing resistance 

and heating resistance under the micro-channel.  


